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尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

微細放電加工とエッチングとを組み合わせた微細形状加工法表 題

医療関係で注目されているマイクロTAS用適用製品

工具を用いた機械加工やリソグラフィー技術を用いることなく，マイクロTAS（Total

Analysis Systems）に用いられている微細な流路を容易に創成できる方法を提案する。

目 的

加工対象となる材料（例：ガラスやシリコン等）の表面にマイクロメートル程度以下の金

属薄膜を蒸着する。これをXYテーブルに載せて，材料の表面とこれに近接した電極との

間で微細放電を起こし，表面上に2次元の微細なパターンを描く。これに引き続きエッチ

ングを行うことによって，薄膜が除去されたパターンに従って加工対象が除去される。こ

の後に蒸着した薄膜を除去すると，加工対象の表面に微細放電によって描かれたマイク

ロメートルあるいはそれ以下の微細な溝を容易に加工することができる。

本方法は最近注目されているマイクロTASに用いられる流路のパターンを創生するの

に応用でき，その他にも本加工方法が広く応用できるものと考えられる。
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